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VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Взаємодія плазми і випромінювання із макро- та мікроповерхнями

Назва роботи англійською:
The interaction of the plasma and emission with macro- and microsurfaces

Реферат українською:
Об'єкт дослідження - макрочастинки (МЧ) у плазмі газових розрядів та пучково-плазмових системах; Мета
роботи - проведення теоретичних досліджень взаємодії плазми та електронних, іонних жмутів з МЧ і
поверхнями; Досліджено обидва випадки зарядження МЧ: в середині розрядного об'єму та в області шару
вакуумної дуги. Теорія шару була скомбінована з зарядовою теорією обмеженого орбітального руху для того,
щоб визначити взаємодію МЧ з локальним потенціалом, та її подальший ефект на динаміку МЧ. Показано, що
МЧ, рухаючись крізь шар вакуумної дуги, здобуває заряд, який залежить від розподілу потенціалу, у
протилежність зарядженню МЧ у квазінейтральній плазмі. Розглянуто флуктуації заряду частинок,
пов'язаних з дискретною природою процесу зарядження. Представлено опис Фоккера-Планка зарядження
частинок у жмутово-плазмових системах. Розглянуто транспорт МЧ у плазмоводі. Показано, що утримання
МЧ у плазмоводі відбувається завдяки радіальному електричному полю. Знайдено умови для сепарації
плазми та МЧ.Запропоновано альтернативні методи отримання чистої плазми вакуумної дуги, такі як
бомбардування електронними та іонними жмутами МЧ. Взаємодія жмутів з МЧ призводить до їх розігріву та
випаровування.

Реферат англійською:
The subject of investigation is macroparticles (MPs) in gas discharge and beam-plasma systems. The purpose of the
work is carrying out the theoretical investigations of the interaction of plasmas and electron, ion beams with MPs
and surfaces. Both MP charging in the plasma bulk and vacuum arc sheath have been investigated. The sheath
model has been combined with the charging orbital motion limited theory in order to determine the interaction of
the MP with the local potential and its subsequent effect on the dynamics of the MP. It was shown that MP
traveling in the vacuum arc sheath acquires a charge which depends on the potential distribution, in contrast to
MP charging in the quasineutral plasma.The particle charge fluctuations due to the discrete nature of charging
process are considered. A Fokker-Planck description of the particle charging has been presented in beam-plasma
systems. MP transport in the plasma duct is considered. It is shown that MP trapping occurs in the plasma duct
due to radial electric field. The conditions for separation of plasma and MP are obtained. Alternative approaches of
obtaining clean vacuum arc plasmas such as ion and electron bombardment of MP are proposed. The interaction of
beams with MP leads to MP heating and evaporation.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Чисельно розраховано заряд макрочастинки (МЧ) як функцію від локального
положення у шарі вакуумної дуги. Отримано аналітичний вираз для функції розподілу заряду МЧ у жмутово-
плазмових системах.

Назва НТП англійською: The charge of macroparticle (MP) is numerically computed as a function of the
local position in the vacuum arc sheath. An analytical expression for the MP charge distribution function has been
derived in beam-plasma systems.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
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Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Катодно-дугове нанесення покриттів є одним з найбільш перспективних методів плазмової
обробки поверхонь. Застосування цього метода для отримання високо-технологічних покриттів обмежено
присутністю ерозійної складової - макрочастинок (МЧ) в плазмовому потоці. Магнітні фільтри є
радикальним методом вилучення МЧ з плазмового об'єму. У роботі одержано умови, за яких відбувається
транспорт МЧ крізь сепаратор. Головним недоліком магнітних фільтрів є збитки плазми, тому
запропоновано альтернативні методи очищення металевої плазми.
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